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특허청  

청  1 

스  동  사  공 는  치  스 에 지  보 는 , 나 상  시험 

상물 상에  다수  시험  동  사에  각  다  스 에 지  실 고, 각 시험 

들    측 고, 어  측    특    에 근거    

스 에 지  결   치에 는,  치  스 에 지  보 는 에 어 ,

상    결  간  측  치  측 고,

상   는 동  사  라 진 는 측  치  측  빔에  측 고,

동  시험 상물 상에  다수  시험 가 지고, 상  시험 상물  연 는 시험 들 사 사

에 측  치에  움직 고,

상  시험 가 시험 상물  사  시험 스크  스크 심  경   거리에  

고, 상  시험 스크  연 는 시험 들 사 사 에 특   각도  시키는 것  특징  

는,  치  스 에 지  보 는 .

청  2 

1 에 어 ,

상  측  치  간  사 측 (OLCR: Optical Low Coherence Reflectometry) 원리에 라 동시키는

것  특징  는,  치  스 에 지  보 는 .

청  3 

1  는 2 에 어 ,

시험 상물 상에 , 결   스 에 지  어  실 고, 어  상  어   

 측  치  측 는 것  특징  는,  치  스 에 지  보 는 .

청  4 

1  는 2 에 어 ,

시험 상물  어도  에 공  생시  보내는 것  특징  는,  치  스 에

지  보 는 .

청  5 

 치에 어 ,

상물  처리   스 동  사  공 는  사원(110);

동  사   라  진 는 측  빔  여 어도 나   측 치  측  

결  간  측  치(130);

 사원(110)에  다수  특  치들에  시험 상물(180)  치 결   것 , 시험 

상물  사 는 시험 스크  수 는 수 과, 상  수   가능 게 동시키는  포 는,

어 가능  치 결  듈(170); 그리고

 사원(110)과 측  치(130)  치 결  듈(170)  어 는 컴퓨 , 어 그램(200)  

어 에   사원(110)  보  , 다  동들, 

- 동  사원  여 시험 스크 상에 상  시험 스크  스크 심  경  

 거리에  다수  시험  각  다  스 에 지  시 고,

- 시험 스크   사원에  특  여러 상  치  동시키   상  치 결  듈  
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여 시험 스크  연 는 시험 들 사 사 에  특   각도  시키고,

- 시험 들 각각    측  치(130)  측 고,

- 상  측    특    에 근거 여  스 에 지  결 고, 동 

사   상  결   스 에 지  는 동들  수 도   컴퓨

포 는 것  특징  는  치.

청  6 

삭

청  7 

삭

청  8 

삭

  

 술  야

본  스  동  사  공 는  치  스 에 지  보 는 에  것 다. [0001]

에 어 는 동  사에  다수  시험 , 특  다수  스 시험  나 상  시

험 상에  각  다  스 에 지  시 다. 여러 시험  각각    측 고, 그 측

  특    에 근거 여   스 에 지  결 다.  같  

 스 에 지는  치에  다.

, 본  동  에 지 보  실 는  치에  것 도 다.[0002]

 경  술

상    치는 여러 가지  것들 에 도 안과    수술에 사 다.[0003]

   수술   사에  "눈"  지칭 는 안과 시스  결상 특  변경 는 것  [0004]

여야 다. 사   사  눈 간  상   눈  나 상  들   특  변 시

킨다. 각막  눈  결상 특  결 는 것 므 , 많  경우에 어  눈에   수술  각막에 

업  포 게 다.  물질  거 (물질 ), 각막  상  변경 다. 라  각막 재

라는 어도 사 게 다.

안과   수술   가지  는 라식(LASIK: LASer-In-Situ)  는 ,  라식 수술에 는 시[0005]

결   수 도  각막  재   각막 직  거( ) 다. 각막 직   , UV

(  193nm) 엑시  가  사 다.  사는 각막   치들에  특

량  직   수 도  눈 에  치 계  지  순간  안내 다.  같  는 

  라고 칭 지고 는 ,  라  각막  든 지 에  지게  

나타낸다.

   눈에  수술 개  실  에 계산 는 것  다.  같  계산  눈[0006]

 재 상태  계측  결과   다. 눈  계측  , 래에 여러 가지 술들  알  는 ,

특  주  수 는 것 는  계측 (topography meter)( 포라 (topolyzer)라고 칭 ), 

, 샤 러그(Scheimpflug) 치, 각막 께 측 (pachymeter),  주   결  다.

 , 수술 후에 각막  치료  눈    상  가질 수 도   물 고 눈에 에 [0007]

었  시  상  결상 차가 가능   많   수 도  계산 다. 문가들  아주 랜 간 동안 

 계산    들  다.

치료  눈    결 , 사  가능   사  어떻게  상  망 는 거  달[0008]

등록특허 10-1331251

- 3 -



낼 것 가  계산 다.  ,  스  에 지 도  실  물질 거 간  상 계  찾아

감안 야 다.  상 계는 업 상 물질  진 물질 거량   동  보 는 근거

마 다.  스  에 지 도에 가 여,   다  라미 들도 물질 거량,  거 는 물

질 체  물 , 물질 도,  상 등에  미치 는 지만, 여 는 에 지 스  변동만  주

고 다.  스  어 그램  스 당 특 는  거량  가  계산 다. 라 , 

같  상 는/ 망 는 거는  시스 에  게 어야 다.

안과 수술에 어 , 업 상  물질에 스  시키는 것과   에 지 보  [0009]

  여러 가지가 다.

그 첫 째 에 는,  보 는  빔에  특수 커 시  포 (capacity foil) 상에  실[0010]

다. 는 색변  야 게 는 ,  색변 는 포    포 에 시킨 에 지  측

는  다.

 다  에 지 보  에 는, 폴리 틸 타크릴 트(PMMA) 샘 에   시킨다. 어  [0011]

계(vertex refractometer)  여  치에   변  결 다.

, 미리  시험  PMMA 루언스 시험 스크(fluence test disc) 상에  실 는  개 었[0012]

다. 여  " 루언스(fluence)"는 단   당  빔  에 지 다. 시험   는 계식 탐

침에  측 다. 결   가 특   내에 ,  시스  에 지가 게 

것 다.

그러나 상  들  그   시스 들에는 많  단  다. , 상   같  PMMA   루[0013]

언스 시험 스크  계  측  는 경우, 사 는  측   후에는 그 마다 매   에

지  야  것 지   에 지가 게 었는지 여  결 야 다.  빔  에

지   치  달  는 사 가  같  결  차  수  복 야 는  생 다.

는 사 에게 어 는  복   는 , 그 는 사 가 사 는 에 지  리거나 낮

     사 에 지  찾아야  문 다.

 내

결 는 과

본   앞에  언   같  단 들   수 는 상  에 지 보    그에  [0014]

 치  공 는 것 다.

과  결 수단

  본 에 , 에 어 는,   결  간  측  치  측 다. 는 시험 [0015]

상   치  무 식  측  수 게 고, 에 라 보   동 는    가지 

결 과 가 결 다.  식에 어 , 시험 상   치  어진 거리     결

 수 다. , 결  간  측  에 어 는, 측  시험 상   거리  어  빔 안

내 식  수  수 고, 에 라  측     치,  스  동  사  

공 는   치  결 시킬 수 게 다.

 처럼   무 식  결  수 고 측   통 시킬 수 다는 것 , 시험 상물 상에[0016]

   결 는 고도 새 운 결책  다. 라 ,  가지 는,  시험 상물

움직 지 않고 도 시험   후에 측  수 고 에 라 보  과  동 가 달  수 게, 스

에 지  보  상시킬 수 다는 것 다. , 결  간  측  치  여,  치  동 평

에  시험 상물  치    동시에 측 여  수  문에, 보   상

다.  치에 욱   시킬 수  문에, 동  스 에 지  결  욱  

게  수 다.

본   양  실시 에 , 측  치는 OLCR(Optical Low Coherence Reflectometry: 간[0017]

사 측 ) 원리에  동 다.  측  원리는 각막  께  측 는 각막 께 측 에  다. 

라 , 본  시험 상물 상에  시험    측  여 각막  께  측 는 에

  사 는 것에  시 다. 라 , 시험 상물에 어     특  변동
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고 재 가능 게 결  수 다.

특 ,   빔 측  치  측  빔,  빔 경 가 동  사  동  루는 측  빔  [0018]

여 측 는 경우 상  결  간  측  치  통 시키는 것  특 나 다. 동  빔  안내

고 그 상  는  사 는,  거울,  등과 같    치들  측  치  빔  측

는 에 동시에 사  수 다. 에 지 보  과  동  , 동  시험 상물에  시험 

 수차  실시 게 는 ,   시험 상물  연 는 시험 들 사 사 에 측  치에  움직여

질  수 다. 특 , 시험 상물  수동  움직 지 않고  움직 게  수 는 , 에  사

가 개 지 않고도 시험 상물 상에   시험 들  시  수 게 다.

 실시 에 는, 시험 상물  사  시험 스크  스크 심  경   거리 어[0019]

시험  가 게 고, 시험 스크  지 는 블  연 는 시험 들 사 사 에  특  

각도만큼 시킨다. 라 , 시험 들  시험 스크 상에    거리  지  균 게 

포 고, 시험 상물  움직  술  간단 게 여도 달  수 다. 는 들에  물질

착   야 는 측  결과  곡  감 시키거나   수 게 다.

본 에   에 어 는, 시험 상물 상에 , 특  어도 나  시험 가 는 시험 상물[0020]

상에 , 결   스 에 지  어  시 고, 어  그 어    측  치

측 다. 는 동  시험 상물 상에   시험 들   후에는 특  다. , 다수

시험    결  후에,  스 에 지    수 계  상 고   

  스 에 지 간  상 계  도  수 다. 결   스 에 지  어  실

,  스 에 지가     만들어내는지 여   수 다.

시험 상물  냉각 / 는 시험 들  역   , 공  생시  시험 상물  어[0021]

도    보내는 것  안 다. 는 시험 가 시 는 나 아니  어도 시험  후에 

, 가   지 태  여 는  산물들  어내어,   리들  게 

 측  수 도  다.

본  술 사상  스 에 지 보   본 에  상  뿐만 아니라  치 도 실시[0022]

다. 본   치는,

상물  처리   스 동  사  공 는  사원;[0023]

동  사   라  진 는 측  빔  여 어도 나   측 치  측  [0024]

결  간  측  치;

 사원에  다수  특  치들에  시험 상물  치 결   것 , 시험 상물  사[0025]

는 시험 스크  수 는 수 과, 상  수   가능 게 동시키는  포 는, 어 가

능  치 결  듈; 그리고

 사원과 측  치  치 결  듈  어 는 컴퓨 , 어 그램  어 에   [0026]

사원  보  , 다  동들, 

- 동  사원  여 시험 스크 상에 상  시험 스크  스크 심  경  [0027]

 거리에  다수  시험  각  다  스 에 지  시 고,

- 시험 스크   사원에  특  여러 상  치  동시키   상  치 결  듈  [0028]

여 시험 스크  연 는 시험 들 사 사 에  특   각도  시키고,

- 시험 들 각각    측  치  측 고,[0029]

- 상  측    특    에 근거 여  스 에 지  결 고, 다[0030]

동  사   상  결   스 에 지  는 동들  수 도   컴퓨  포

다.

에 는 다 과 같  첨  도 에 거 여 본  욱 상 게 다.[0031]

도  간단  
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도 1   치  에 지 보    본 에   실시  우챠트 다.[0032]

도 2는 실  여러 시험 에 어  에 지-   간  계  나타내는 도 다.

도 3a  도 3b는 본 에   치   실시  시험  과 후  나누어 도시  개략  블

도 다.

도 4a  도 4b 각각  시험 상물  특  변경 가능 치에 고   치 결  듈  도시 는 평

도  측 도 다.

도 5는 시험  치들과 어  치가 마  시험 상물  도시 는 평 도 다.

 실시   체  내

도 1에는 본 에   실시 가 도시 어 는 ,  실시 는 S1 단계에  S8 단계  갖 고 다.[0033]

스   사  공 는  치  스 에 지  보  , 우   치에   스

에 지  다(S1 단계). 스 에 지   값    에 지에 근  거나  스 에

지  포 는  가 리에 다.

  스 에 지  가지고 시험 상물 상에   수천  스  시험  시 다(S2 단[0034]

계).  동   빔  스  에 지가  시험   치에  돌 게  ,  특 량  시험  상물  물질

거 고, 에 라 시험 상물에  다.

 는 각막 께 측 에  결 다(S3 단계). 각막 께 측  사 게 , 시험 상물과[0035]

 치 간  거리    시험 상물  께  측  수 다. 에  시험 상물

물질 , 차후  가 는 상물( , 각막)과 동  빔 간  거리  비  수 도  동  빔

과  상   가 야 다. , 사   스에   차후에 치료  물질( , 생체 

직)과 비  에 다 ( , 강도가 다 ) 물질  사  수 는 ,  에도 시험 물질  과 치료

물질   간  계는  실험  어도 강  어림 는 알 수 어야 다. 시험 상물

 물질   각막 께 측 에  수 어야 다.  여 는, 막 태  폴리 틸 타크릴

트(PMMA) 물질  특   것  알  다.  치   결  후에는, 1   /

스 에 지 값  짝  재 게 다.

 같  측  값에  시 , 가  시험   스 에 지  변경 다(S4 단계).  , [0036]

1 스 에 지에  시 , 다  스 에 지   스  폭만큼씩 가/감 시킨다.  같  에 지 

 단계  스캐닝 는 것 신에, 다  안  도 생각  수 다. ,  에 지 값  

복  간격 삽 (iterative interval nesting method) 도 결  수 다.

S2 단계에  S4 단계 지  다시 실    계 는 , 사 에 결  스 에 지  통과[0037]

거나 시험 상물에  개수  시험 가  지 계 다.

어 , 측    에  스 에 지들 간  상 계  결 다(S5 단계). ,  [0038]

 스 에 지 간에  상 계가 다고 , 스 에 지/   값  짝들에 보  직

끼워 맞  수 다("  맞 (linear fit)"). 다 ,  다  에 는 고차 귀 나 끼워

맞  실  수 다.

 같  식  결  수 계에 거 ,     가지고 는  에 지[0039]

 계산  수 다(S6 단계).

 에 지 값  여, 결   에 지  가지고 어  실 다(S7 단계). 어 결[0040]

어   는, 어      비  게    

에 상 게 다(S8 단계).

 같  식 , 본 에   시  후에는, 동 가  실  수 게 그 동 [0041]

 간단 고 게 보 ,  안과  수술  실시  수 도  비  수 다.

도 2는 본  에  보  과   보 고 다.  도 에 , mJ 단   스가 에[0042]

시 어 는 , 그 는 1.58 내지 1.76 mJ  도시 어 다. 1.60mJ, 1.65mJ, 1.70mJ, 1.75mJ  값  갖

는 에 지  시험  시 다. 각막 께 측  결   는 단  ㎛   에 시
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고, 그 는 35 내지 75㎛ 다. 상  값  갖는 스 에 지    는 55㎛, 60㎛, 65㎛, 70㎛

다. 들 4개  측  값들  짝(A ~ D)에 다 과 같  보  직  끼워 맞 었다.

y = 100x - 105[0043]

여 , 매개 변수 y는 ㎛ 단   , 매개 변수 x는 mJ 단   스 에 지  나타낸다. [0044]

,   가 63.5㎛  경우, 도 에 는   Ey  나타내었 , 안   에 지  결과

치는 1.658mJ 다.  값  도 에 는 Ex  나타내고 다.

 귀  사 는 것 , 측  값들  짝  가지고 특    에    에 지[0045]

결 는 많  가능  들   에 과 다.

도 3a  도 3b에 도시   치(100)는  안과  수술  계 었는 , 는, 각막 에[0046]

고 스 사  는  사원  동 (110) , 각막 치료 에 눈  움직  쫓

아가는  사 는 눈 (120) , 각막 치료 에  눈  가능   게 움직 도   눈  고

시키게 는 고 (140)  포 다. OLCR(Optical Low Coherence Reflectometry)에  각막 께  포착

에  각막 께 측 (130)도  치(100)에 통 다. 상  재(110 ~ 140)들 는 공

통  (X)에  동 는 , 그 재들  거울,  등과 같  여러 가지 각 들   수

다. 도 3a  도 3b에 는, 들  들  거울(160) 만 개략  나타내었다. 본 에 

 치(100)는, 상  같  공지  들 에, 치 결  듈(170)과 컴퓨 (150)도 포 다. 상

 치 결  듈(170)  블 만 개략  도시 고 는 , 에 는 도 4a  도 4b  지어

 욱 상  다. 치 결  듈에는 폴리 틸 타크릴 트(PMMA)    루언스 시험 

스크(180)가  가능 게 착 어 다. 상  (110 ~ 140)들과 치 결  듈(170)  어 라

(190)  거쳐  컴퓨 (150)에 연결 다. 컴퓨 는 상  (110 ~ 140)들과 치 결  듈(170)  어

 수 도   어 그램(200)  갖 고 다.

 치(100)   스 에 지  결  , 루언스 시험 스크(180)가  치(100)[0047]

 어진 거리, 특  각막 께 측 (130)  어진 거리(양  살 (210)) , 루언스 시험 스크

(180)  께(  다  양  살 (220))  결 다. 들 측  에 여  동 (10

0)  치 결  듈(170)  어 여 , 루언스 시험 스크(180) 상  각  다  치에  다수  시험 

들  시 다.  도  3b에 는   같  시험  (230)  개략 만  나타내었다.  시험   시

직후, 시험 (230)  치  각막 께 측 (130)  측 여,    결 다.  도

3b에 도   240  나타내고 다. 도 1  도 2  여 앞에    같   시험 

각  다  스 에 지  시  후,       스 에 지  결  수 다.

도 4a  도 4b에는, 도 3a  도 3b  여 앞에   치 결  듈(170)   상 게 도시 어[0048]

다. 도 4a는 치 결  듈  개략  평 도 고, 도 4b는 치 결  듈  개략  측 도 다. 치

결  듈(170)  우징(171)  비 다. 치 결  듈  상측에는 루언스 시험 스크(180)  수 는

수 (172)  마 는 , 상  수 (172)  우징(171)에  결  수  치(173) 상에 치 다. 상

 수  치(173)에는 공  (174)가 체  어 다.

루언스 시험 스크(180)는 상  수 (172)에  지 다.  시험 가 시  에, 시험 [0049]

치(230)들 , 컴퓨 가 어 는  드라 브  루언스 시험 스크(180)  각 시험 들 사 사 에

 시계  90°씩 시킴  루언스 시험 스크(180) 상에 90°  각도  균 게 포

다.  도 4a에 살 (175)  나타내고 다. 재  가능  측  결과치  보  , 공  루언

스 시험 스크(180)  상측  보내 ,  그  공 가 (174)에  빠 나가  루언스 시험 스크

(180)    지나도  다.  공 는 열  도시키는 에도 사  수 다. 공  생시키는

과 수 (172)   동시키는 보 가  우징(171) 안에 내  수 다(도 에는 도시 지

않 ). 공 는 시험 스크 상에   지 태   산물들  거  스크  역  

끗 게 여 란 들  없도  는 에 다.

도 5는 루언스 시험 스크(180)  도 다.  같  원  루언스 시험 스크는  폴리 틸 타[0050]

크릴 트(PMMA)   수  경  30mm, 께는 략 4mm   수 다. 루언스 시험 스크는 

 상( , 사각 , 스트립  등)   수 , 그 크 는 상   다 게  수 다. 상  루

언스 시험 스크(180)는  개  주변  치(230 ~ 233) 치  가질 수 는 , 들   등거리  
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치 어  가 리에 가능   근 게 치 어 다.  같  열 는    아직

사  수 는 스크 들   시험 에   산물에  염 는 것  지  

것 , 는 시험  치(230 ~ 233)들  간  거리  가능   보  가능 진다.

루언스 시험 스크  심 에는 어 시험  치(234)가 치 다. 시험  치(230 ~ 233)에[0051]

시험    측 고 그    후, 결   에 지에 는 스 에 지

다.  운동 가 마 다 , 상  어  치(234)도 각막 께 측  측  수 다.

그러나, 택  실시 ,   측  탐침  측 는 것과 같 , 계  측  사  수 

다. 러   가지 독립  측   사 게  차   낮  수 다.
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도

도 1
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도 2

도 3a
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도 3b
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도 4a

도 4b

등록특허 10-1331251

- 12 -



도 5
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